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Наведена структура має узагальнений вигляд, адже атрибутів у кожної сутності в рамках 

виробничого комплексу набагато більше і дана структура в подальшому буде розширена. 
Виробничий комплекс має складну ієрархічну структуру управління, отже користувачі 

системи повинні бути добавлені в систему з різними рівнями доступу до інформації в системі. 
Наприклад, головний інженер-технолог повинен мати рівень доступу, який дозволяє йому 
додавати та видаляти інформацію з системи. Всі інші працівники можуть використовувати 
систему для пошуку та друкування документів, які їм потрібні для виготовлення виробу, але не 
кожен з них повинен мати права на видалення або редагування документів. Отже, в системі 
повинен бути реалізований механізм забезпечення різного рівня доступу для користувачів 
системі. 

Запропонована до розроблення  система дозволить отримувати потрібну документацію 
кожному працівнику у відповідності до його рівня доступу, отже кожен користувач отримає 
можливість швидко переглядати та редагувати виділену йому інформацію. Впровадження такої 
системи дозволить організувати роботу над проектом в режимі, розрахованому на багато 
користувачів, здійснювати обмін інформацією між учасниками процесу виробництва (які 
часто знаходяться в різних місцях виробничого комплексу) в реальному масштабі часу. У той 
же час, щоб уникнути несанкціонованого внесення змін до документів, різним користувачам 
надаються різні режими доступу. 
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Annotation: Based on the literary tribute and publication analysis of the type of the interferometer. 

There are major glitches and shortcomings of various types of interferometers. 
Key words: interferometer 

 
Інтерферометр – це прилад, дія якого заснована на явищі інтерференції хвиль. У 

відповідності з природою хвиль існують атомний, інтерферометр акустичний, пристрій для 
акустичних вимірювань, засноване на інтерференції плоских акустичних хвиль і для 
електромагнітних хвиль. До останніх відносяться оптичний інтерферометр та 
радіоінтерферометр.  

Розглянуті оптичний інтерферометр, які набули найбільшого поширення як прилади для 
вимірювання довжин хвиль спектральних ліній і їх структури; для вимірювання показників 
заломлення прозорих середовищ; в метрології для абсолютних і відносить. вимірювань довжин і 
переміщень тіл; для вимірювання кутових розмірів зірок (зоряний інтерферометр); для 
контролю форми, мікрорельєфу і деформації поверхонь оптичних деталей та ін.[5] 

Застосування інтерферометра  в одночастотних лазерах дозволило істотно поліпшити і 
автоматизувати техніку інтерферометрічних вимірювань, підвищити точність вимірювання. У 
лазерних інтерферометрах виробляється фотоелектрічна реєстрація різниці ходу, вираженої 
безпосередньо в довжинах хвиль. Створено голографічний інтерферометр., що дозволяють 
реєструвати невеликі зміни форми поверхні або предмета, що виникають в результаті тих чи 
інших деформацій. 

Багатопроменеві інтерферометри використовуються головним образом як спектрометри з 
високою роздільною здатністю для дослідження тонкої структури спектральних ліній, а 
двопроменеві інтерферометри є в основі технічними приладами. Існують різні типи 
інтерферометрів: 

– інтерферометр Фабрі-Перо; 
– інтерферометр Майкельсона; 
– інтерферометр Фізо; 
– інтерферометр Сан’яка; 
– інтерферометр Маха-Цендера; 
– інтерферометр Релея. 

Принцип дії всіх інтерферометрів однаковий, і розрізняються вони лише методами 
отримання когерентних хвиль і тим, яка величина безпосередньо вимірюється. Пучок світла за 
допомогою того або іншого пристрою просторово розділяється на два або більше число 
когерентних пучків, які проходять різні оптичні шляхи, а потім зводяться разом. У місці 
сходження пучків спостерігається інтерференційна картина, вигляд якої, тобто. Е. Форма і 
взаємне розташування інтерференційних максимумів і мінімумів, залежить від способу поділу 
пучка світла на когерентні пучки, від числа iнтерферирующих пучків, різниці їх оптичних 
шляхів (оптичної різниці ходу), відносної інтенсивності, розмірів джерела, спектрального 
складу світла. 

Методи отримання когерентних пучків в інтерферометрах дуже різноманітні, тому існує 
велика кількість їх різних конструкцій. За кількістю інтерферують пучків світла оптичні 
інтерферометри можна розбити на багатопроменеві і двопроменеві. 

Прикладом двопроменевого інтерферометра може служити інтерферометр Майкельсона 
зображено на рис. 1. Паралельний пучок світла джерела L, потрапляючи на напівпрозору 
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пластинку P1, розділяється на пучки 1 і 2. Після відбиття від дзеркал M1 і M2 і повторного 
проходження через пластинку P1 обидва пучка потрапляють в об'єктив O2, в фокальній площині 
D якого вони інтерферують. Оптична різниця ходу D = 2 (AC - AB) = 2l, де l – відстань між 
дзеркалом M2 і уявним зображенням M1 ¢ дзеркала M1 в платівці P1. Таким чином, 
спостерігається інтерференційна картина еквівалентна інтерференції в повітряній пластинці 
товщиною l. Якщо дзеркало M1 розташоване так, що M1 ¢ і M2 паралельні, то утворюються 
смуги рівного нахилу, локалізовані в фокальній площині об'єктива O2 і мають форму 
концентричних кілець. Якщо ж M2 і M1 ¢ утворюють повітряний клин, то виникають смуги 
рівної товщини. 

Принцип дії всіх інтерферометрів однаковий, і розрізняються вони лише методами 
отримання когерентних хвиль і тим, яка величина безпосередньо вимірюється. Пучок світла за 
допомогою того або іншого пристрою просторово розділяється на два або більше число 
когерентних пучків, які проходять різні оптичні шляхи, а потім зводяться разом. У місці 
сходження пучків спостерігається інтерференційна картина, вигляд якої, тобто. Форма і взаємне 
розташування інтерференційних максимумів і мінімумів, залежить від способу поділу пучка 
світла на когерентні пучки, від числа інтерферирующих пучків, різниці їх оптичних шляхів ( 
оптичної різниці ходу), відносної інтенсивності, розмірів джерела, спектрального складу світла. 

Методи отримання когерентних пучків в інтерферометрах дуже різноманітні, тому існує 
велика кількість їх різних конструкцій. За кількістю інтерферують пучків світла оптичні 
інтерферометри можна розбити на багатопроменеві і двопроменеві. 

Прикладом двопроменевого інтерферометра може служити інтерферометр Майкельсона 
зображено на рис. 1. Паралельний пучок світла джерела L, потрапляючи на напівпрозору 
пластинку P1, розділяється на пучки 1 і 2. Після відбиття від дзеркал M1 і M2 і повторного 
проходження через пластинку P1 обидва пучка потрапляють в об'єктив O2, в фокальній площині 
D якого вони інтерферують. Оптична різниця ходу D = 2 (AC - AB) = 2l, де  l – відстань між 
дзеркалом M2 і уявним зображенням M1 ¢ дзеркала M1 в платівці P1. Таким чином, 
спостерігається інтерференційна картина еквівалентна інтерференції в повітряній пластинці 
товщиною l. Якщо дзеркало M1 розташоване так, що M1 ¢ і M2 паралельні, то утворюються 
смуги рівного нахилу, локалізовані в фокальній площині об'єктива O2 і мають форму 
концентричних кілець. Якщо ж M2 і M1 ¢ утворюють повітряний клин, то виникають смуги 
рівної товщини, локалізовані в площині клина M2M1 ¢ і представляють собою паралельні лінії. 

Інтерферометр Майкельсона широко використовується у фізичних вимірах і технічних 
приладах. З його допомогою вперше була виміряна абсолютна величина довжини хвилі світла, 
доведена незалежність швидкості світла від руху Землі.[1] 

 

 
Рисунок 1 –  Інтерферометр Майкельсона 
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Пучок світла S після відображення від передньої і задньої поверхонь першої пластини P1 
розділяється на два пучки S1 і S2. Пройшовши через кювети K1 і K2, пучки, що відбилися від 
поверхонь пластини P2, потрапляють в зорову трубу Т, де інтерферують, утворюючи смуги 
рівного нахилу. Якщо одна з кювет наповнена речовиною з показником заломлення n1, а інша з 
n2, то по зсуву інтерференційної картини на число смуг m в порівнянні з випадком, коли обидві 
кювети наповнені одним і тим же речовиною, можна знайти Dn = n1 - n2 = = ml / l (l - довжина 
кювети). 

Існують двопроменеві інтерферометри, призначені для вимірювання показників заломлення 
газів і рідин, – інтерференційні рефрактометри. Один з них – інтерферометр Жамена зображено 
на рис. 2. 

Різновидами інтерферометра Жамена є інтерферометр Маха – Цендера і інтерферометр  
Рождественського зображено на рис. 3, де використовуються дві напівпрозорі платівки P1 і P2 і 
два дзеркала M1 і M2. 

 
Рисунок 2 – Інтерферометр Жамена 

 
У цих інтерферометрів відстань між пучками S1 та S2 може бути зроблено дуже великим, що 

полегшує установку в один з них різних досліджуваних об'єктів, тому вони широко 
застосовуються в аерогазодинамічних дослідженнях. 

 
Малюнок 3 – Інтерферометр Рождественського[3] 

 
У інтерферометрі Релея зображено на рис. 4 інтерферовані пучки виділяються за допомогою 

двох щілинних діафрагм D. Пройшовши кювети K1 і K2, ці пучки збираються в фокальній 
площині об'єктивом O2, де утворюється інтерференційна картина смуг рівного нахилу, яка 
розглядається через окуляр O3. При цьому частина пучків, що виходять з діафрагм, проходить 
нижче кювет і утворює свою інтерференційну картину, розташовану нижче першої. Якщо 
показники заломлення n1 і n2 речовин в кюветах, то з-за різниці ходу в кюветах верхня картина 
зміститься щодо нижньої. Вимірюючи величину зсуву по числу смуг m, можна знайти Dn. 
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Рисунок 4 – Інтерферометр Релея 

 
Точність вимірювання показників заломлення за допомогою інтерференційних 

рефрактометрів дуже висока і досягає 7-го і навіть 8-го десяткового знака. 
Багатопроменевий інтерферометр Фабрі-Перо зображено на рис. 5 складається з двох 

скляних або кварцових платівок P1 і P2, на звернені один до одного і паралельні між собою 
поверхні яких нанесені дзеркальні покриття з високим (85-98%) коефіцієнтом відображення. 
Паралельний пучок світла, що падає з об'єктиву O1, в результаті багаторазових відображень від 
дзеркал утворює велике число паралельних, когерентних пучків з постійною різницею ходу між 
сусідніми пучками. В результаті багатопроменевої інтерференції в фокальній площині L 
об'єктива O2 утворюється інтерференційна картина, що має форму концентричних кілець з 
різкими інтенсивними максимумами, положення яких залежить від довжини хвилі. Тому 
інтерферометр Фабрі - Перо розкладає складне випромінювання в спектр [5]. 

Застосовується інтерферометр Фабрі-Перо як інтерференційний спектральний прилад 
високої роздільної сили. Спеціальні скануючі інтерферометри Фабрі – Перо з фотоелектричної 
реєстрацією використовуються для дослідження спектрів у видимій, інфрачервоній і 
сантиметрової областях довжин хвиль. Різновидом інтерферометром Фабрі – Перо є оптичні 
резонатори лазерів, що випромінює середовище яких розташовується між дзеркалами [8]. 

 

 
Рисунок 5 – Iнтерферометр Фабрі-Перо 

 
До багатопроменевих інтерферометра також відносяться різного роду дифракційні грати, які 

використовуються як інтерференційні спектральні прилади. 
Інтерференція – одне з яскравих проявів хвильової природи світла. Це цікаве і красиве явище 

спостерігається при накладенні двох або декількох світлових пучків. Інтерферометри – дуже 
чутливі оптичні прилади, що дозволяють визначати незначні зміни показника заломлення 
прозорих тіл (газів, рідких і твердих тіл) в залежності від тиску, температури, домішок і т. д. 

Застосування інтерферометрiв дуже різноманітне. Крім перерахованого, вони 
застосовуються для вивчення якості виготовлення оптичних деталей, вимірювання кутів, 
дослідження швидкоплинних процесів, що відбуваються в повітрі, обтічні літальні апарати, і т. 
Д. Застосовуючи інтерферометр, Майкельсон вперше провів порівняння міжнародного еталона 
метра з довжиною стандартної світлової хвилі. 
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